
独自の高温均熱化技術により圧縮熱の

有効利用でCVD、エッチング等のハード

プロセスでの高耐久性を実現しました。

ライトプロセスではECO-SHOCKとの

コンビネーションで最大約70%の消費

電力カットが可能です。また、メンテナ

ンス性向上と騒音低減をはかり、全機

種CE対応可能（オプション）としました。

Effective utilization of compressed heat
which is own high temperature
uniformity technology has given this dry
pump series a high durability in the hard
processes of CVD, etching etc.  In the
light processes, approximately up to
70% of electric power consumption cuts
is possible by having the ECO-SHOCK on
the pump.  CE marking is available for
all series (optional).

■特長
●LRシリーズ：低温領域で均熱化。PVDプロ
セスに加え、特にスループットを上げるため
に排気時間短縮が重要な仕込み取り出し室
の排気に最適。

●HRシリーズ：高温領域で均熱化し、CVD、
エッチング等で発生する昇華性排気物質を
気体の状態で排出することが可能。

●騒音低減
PDR-180C：74dB→ LR180：68.5dB
●ヘリウムタイト
キャンドモータ搭載により密閉構造のため
極めて安全

●瞬停対策
500msec以内の瞬停対策を施しています。
●優れた耐食性
主要部品には、表面硬度が高く耐食性に優
れた特殊表面処理を標準採用。腐食性ガス
排気時のポンプ内部の腐食を低減。

●通信機能
ポンプ運転状態に関するデータ、ワーニン
グ／アラーム履歴を読み出すことが可能。
専用ソフトを使用し､コンピュータ通信を行
えば集中監視が可能。

●CE対応可能
CE対応はご発注時のご指定によるオプショ
ンになっています。

■用途
●活性ガス（CVD、エッチング等）
●不活性ガス排気（スパッタ、蒸着、熱処理等）
●仕込み取り出し室の排気時間短縮（LRシ
リーズ）

●粉体の発生するプロセスでの排気（Si単結
晶引き上げ等）

●補助排気ポンプとして（ターボ分子ポンプ、
メカニカルブースタポンプの補助排気）

� Features 
�LR series: Uniformity of low temperature

distribution. The optimum pump for the evacuation
of LL chamber, in addition to the PVD processes,
in which reduction of exhaust time is important to
up the throughput.

�HR series: Uniformity of high temperature
distribution. It is possible to exhaust the
sublimates generated by CVD and etching
processes in a gaseous state.

�Noise reduction
PDR-180C: 74dB � LR180: 68.5dB

�Helium Tight
Airtight structure by using canned motor makes it
possible to be excellent safety.

�Power failure protection
Pump withstands power interruptions of up to
500ms duration.

�Excellent corrosion resistance
The internal components are specially treated to
give a high degree of surface hardness and
corrosion resistance. This helps prevent wear and
corrosion of the internal parts of pump when
exposed to corrosive gases.

�Communication function
It is possible to read data and the record of
warning/alarm about the running condition of
pump. Intensive control over pump operation with
an exclusive software program is available.

�CE marking is available.
CE marking is available upon request.

� Applications 
�Evacuation of activated gas (CVD and etching, etc)
�Evacuation of inert gas (PVD, evaporation, heat

treatment processes, etc)
�Reduction of exhaust time for LL chamber  LR series
�Evacuation of gases on the process which generate

powders (Si crystal growing furnaces, etc)
�Backing pump for turbo-molecular pumps and

mechanical booster pumps, etc
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■排気速度曲線／Pumping Speed Curves

●LR/HR300, 600, 1200, LR1800
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Pumping Speed(JIS B8316/1965)
Power : AC200V 50/60Hz 3φ�
Oil : Fomblin Y-LVA C 25/6

BARRIERTA○R  J100F
Grease : BARRIERTA○R IS-V
Gauge : Pirani

Capasitance Manometer

■排気速度曲線／Pumping Speed Curves

●LR/HR60, 90, LR180

ドライ真空ポンプ LR/HRシリーズ

http://www.ulvac.co.jp/cgi-bin/tcs/PDF2Win.cgi?x=450&y=450&view=lrhre--html


単位：mm
unit : mm

■外形寸法図／Dimension

■ユーティリティパネル／Utility Panel
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